Получено: 00.00.2019 г.

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ДО ТРЁХ СТРОК)
IF POSSIBLE, WRITE DOWN IT HERE (UP TO THREE LINES)
DOI:

А.Б.Авторов1, Генеральный директор ООО «МожемВсё», г. Новосибирск, доктор физико-математических наук, профессор, (ORCID: 0000-0000-0000-0000), В.Г.Соавторов2, старший научный сотрудник, кандидат химических наук, доцент, Саратовский государственный университет / avtorov@maildomain.ru
A.B.Avtorov, General Director of JSC “MozhemVsyo”, Novosibirsk, Doctor of Physical and Matematical Sciences, Professor, (ORCID: 0000-0000-0000-0000)
V.G.Soavtorov2, Senior Researcher, Candidate of Chemical Sciences, Docent, (ORCID: 0000-0000-0000-0001) / avtorov@maildomain.ru
1Новосибирский государственный технический университет
2Саратовский государственный университет

1Novosibirsk State Technical University

2Saratov State University
В данной короткой аннотации (150 – 250 символов) авторы сообщают методике исследований, важнейших результатах, полученных в данной работе и перспективах дальнейших исследований.
If it is possible, put here the annotation in English.
ВВЕДЕНИЕ
Движущей силой развития современных технологий… 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для измерений использовалась методика и оборудование… 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Обнаружено, что…
Рис.1. Упрощенная схема ИМС на поверхности подложки
Fig.1. Simplified scheme of IMC elements on the substrate surface
ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты могут быть объяснены…
ВЫВОДЫ
Обнаружено, объяснено, подсчитано, внедрено…
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